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摘要(译)

本发明涉及一种振荡式超声波探头，它包括一组压电元件，这些压电元
件包括​​沿长轴方向排列的多个窄卡形压电元件和连接导线，例如柔性基
板，它们与这些压电元件电连接。其从短轴方向的至少一个端侧向外延
伸;旋转机构部分，其使得该组压电元件围绕长轴方向的中心在短轴方向
上左右旋转并振荡;参考位置检测传感器，其检测该组压电元件的短轴方
向上的参考位置;控制轴和步进电机连接到参考位置检测传感器并驱动旋
转机构部分;其中，用于参考位置传感器的光学旋转板连接到控制轴，该
光学旋转板在挡光部分和透光部分之间具有边界区域。光阻挡部分和透
光部分以相对于光学旋转板的中心彼此相反的方向顺序地形成，相对于
边界区域，并且光学旋转板也旋转不超过预定的角度。角度参考边界区
域。该配置简化了用于检测压电元件组的旋转角度的机构，简化了参考
位置的检测，并且防止了对柔性的损坏。基质。
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